
1. Indo apdorojimo sistema (20), skirta indo (80) padengimui ir patikrinimui, kur sistema apima apdorojimo stoties įrangą (5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 70, 72, 74), konfigūruotą siekiant: 

atlikti pirmą indo patikrinimą dėl defektų;

vykdyti indo vidinio paviršiaus padengimą po pirmo patikrinimo; 

padengus, atlikti padengto indo vidinio paviršiaus antrą patikrinimą dėl defektų;

įvertinti patikrinimo metu gautus duomenis.

2. Indo apdorojimo sistema pagal 1 punktą, kur apdorojimo stoties įranga apima: 

pirmą apdorojimo punktą (5501), skirtą pirmam patikrinimui atlikti, padengti įtaisyto indo vidinį paviršių pirmu padengimu ir atlikti antrą patikrinimą;

indo laikiklį (38), apimantį indo talpinimo lizdą (92), konfigūruotą kad priimtų ir įtaisytų indo atvirą galą, siekiant atlikti patikrinimą ir padengti įtaisyto indo vidinį paviršių pirmu padengimu per indo talpinimo lizdą pirmame apdorojimo punkte.

3. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų, papildomai apimanti: 

antrą apdorojimo punktą (5502), kuris yra nutolęs per atstumą nuo pirmo apdorojimo punkto ir konfigūruotas, siekiant atlikti antrą patikrinimą, padengti antru padengimu ir atlikti trečią patikrinimą po antro padengimo;

perkėlimo mazgą (70, 72, 74) indo laikiklio ir įtaisyto indo transportavimui po pirmo padengimo iš pirmo apdorojimo punkto į antrą apdorojimo punktą, siekiant padengti įtaisyto indo vidinį paviršių antru padengimu antrame apdorojimo punkte;

kur indo laikiklio indo talpinimo lizdas yra konfigūruotas, kad priimtų ir įtaisytų indo atvirą galą, siekiant padengti ir patikrinti įtaisyto indo vidinį paviršių per indo talpinimo lizdą pirmame apdorojimo punkte ir antrame apdorojimo punkte.
4. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų,

kur indo laikiklis apima vakuuminį vamzdį dujų pašalinimui iš įtaisyto indo vidaus;

kur indo laikiklis yra pritaikytas vakuumui palaikyti įtaisyto indo viduje tokiu būdu, kad indo padengimui ir patikrinimui nėra būtina papildoma vakuumo kamera.

5. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur kiekvienas patikrinimas yra vykdomas per 30 sekundžių arba mažiau.

6. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų, pritaikyta automatiniam pakartotinam indo apdorojimui tuo atveju, jei aptinkamas defektas.

7. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur pirmas apdorojimo punktas ir/arba antras apdorojimo punktas apima PECVD aparatą (5701) indo vidinio paviršiaus padengimui.

8. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur apdorojimo stoties įranga (5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 70, 72, 74) yra sukonfigūruota indo vidinio paviršiaus pirmam padengimui, kur pirmasis padengimas yra barjerinė danga; kur sistema yra pritaikyta patvirtinimui, ar barjerinis sluoksnis yra, ar jo nėra.

9. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš 3-7 punktų, kur antras apdorojimo punktas (5502) yra sukonfigūruotas antram padengimui, kur antrasis padengimas yra išlyginamasis padengimas;

kur sistema yra pritaikyta patvirtinimui, ar išlyginamasis sluoksnis yra, ar jo nėra.

10. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš 3-7 punktų,

kur apdorojimo stoties įranga (5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 70, 72, 74) yra sukonfigūruota indo vidinio paviršiaus pirmam padengimui, kur pirmasis padengimas yra barjerinis padengimas;

kur antras apdorojimo punktas (5502) yra sukonfigūruotas antram padengimui, kur antrasis padengimas yra išlyginamasis padengimas;

kur sistema yra pritaikyta patvirtinimui, ar barjerinis sluoksnis ir išlyginamasis sluoksniai yra, ar jų nėra.

11. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš 8-10 punktų,

kur sistema yra pritaikyta patvirtinimui, ar barjerinis sluoksnis ir išlyginamasis sluoksnis yra, ar jų nėra bent šešių sigma tikrumo lygių.

12. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų, kur pirmas patikrinimas ir/arba antras patikrinimas apima bent vieną iš: 

išeinančių ir padengto indo dujų rodiklio nustatymui;

optinio stebėjimo atliekant padengimą;

padengto indo vidinio paviršiaus optinių parametrų matavimo;

padengto indo elektrinių savybių matavimo.

13. Indo apdorojimo sistema pagal 12 punktą, apimanti: 

pirmą detektorių (5702) išeinančių dujų rodiklio nustatymui ir/arba antrą detektorių (5703) difuzijos greičio matavimui ir/arba trečią detektorių (5704) skirtą optinių parametrų matavimui ir/arba ketvirtą detektorių (5705) skirtą elektrinių parametrų matavimui.

14. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų,

kur apdorojimo stoties įranga (5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 70, 72, 74) yra sukonfigūruota indo vidinio paviršiaus pirmam padengimui, kur pirmo padengimo storis yra mažesnis nei 100 nm;

ir/arba kur antras apdorojimo punktas (5502) yra sukonfigūruotas antram padengimui, kur antro padengimo storis yra mažesnis nei 100 nm.

15. Indo apdorojimo sistema pagal vieną iš ankstesnių punktų, papildomai apimanti procesorių, skirtą patikrinimo metu gautų duomenų įvertinimui.

16. Indo padengimo ir patikrinimo būdas, apimantis stadijas, kuriose

vykdo indo vidinio paviršiaus pirmą patikrinimą dėl defektų;

atlieka indo vidinio paviršiaus padengimą po pirmo patikrinimo;

padengus atlieka padengto indo vidinio paviršiaus antrą patikrinimą dėl defektų;

įvertina patikrinimo metu gautus duomenis.

17. Kompiuteriu skaitoma laikmena, kurioje yra saugoma kompiuterinė programa, skirta indo padengimui ir patikrinimui, kuri, kai procesorius vykdo indo apdorojimą sistemoje, įgalina procesorių vykdyti būdo pagal 16 punktą stadijas.
18. Programos elementas, skirtas indo padengimui ir patikrinimui, kuris, kai procesorius vykdo indo apdorojimą sistemoje, įgalina procesorių vykdyti būdo pagal 16 punktą stadijas.

19. Indo apdorojimo sistemos pagal vieną iš 1-14 punktų panaudojimas gaminant kraujo mėgintuvėlį, skirtą kraujo saugojimui, švirkštą, skirtą biologiškai aktyvaus junginio arba kompozicijos saugojimui, arba indą, skirtą biologiškai aktyvaus junginio arba kompozicijos saugojimui, arba kateterį, skirtą biologiškai aktyvių junginių arba kompozicijų transportavimui, arba kiuvetę, skirtą biologiškai aktyvaus junginio arba kompozicijos laikymui.


